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Collaboration LP3/CPPM
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• Microcanaux en silicium

• Adhésion entre wafer parfaite

• Silicium homogènre-isotrope - smax=600MPa

• Modèle EF plan de 6 canaux (avec symétrie)

• Modèle EF linéaire
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Pressure testing of silicon microchannels
A. Mapelli – April 2019

Simulation CPPM
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